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概要（Summary ）：

過酸化条件下でのダイヤモンドの表面処理を考え、

高濃度のオゾンガスに基板を暴露させることを検討

している。当初、プラズマ・アッシャーの使用を考え、

相談したが、オゾン濃度が予想したものより低く、使

用することは出来ないことが分かった。

相談の結果、Picosun 社製 ALD 装置が sub%オーダ

ーのオゾンガスを発生するということがわかり、これ

が可能かどうか実際に調べる。
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